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Dvojity systém vinuti vychylovacich a kompenzadnich c{vek,

(54) uapo¥ddany ve dvou patrech

. Podgtatou dvoupatrového systému je,
%e spodni kompenzadni givky pFednivaji

ve smdpu ke spodnimu polovému ndstavel
alespon o 10 aZ 15 % délky spodnich vy~
chylovacich civek a jejich &i{fke v radi-
4lnim sméru je alespon o 10 aZ 20 % mend{
ne# #8{¥ke hornfoh kompenzainich civek,
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Vyndlez se tfkd dvoJitého systému vinut{ vychylovacich
a kompenzainich civek uspoFddany ve dvou patrech a umistény
uvnitf elektronové olky ve sm&ru ke spodnfmu. polovému né-
stavcl objektivu. :

Pro ovlddéni elektronového svazku pro rychlé vychylova--
cf systémy s vysokymi frekvencemi vychylovénfi elektronového
svazku, zejména pro elektronové litografy urdené pro pfimou
expozici elektronovym svazkem, se pouZivajf{ vychylovaci{ sys-
témy s kompenzovanym rozptylovym polem v obvodu &Solky. Tyto
poZadavky vyhodné Fe3f dvoJity systém vinut{ vychylovacich
civek ve dvou patrech pro ovlddéni svazku v oséch x, y u elek-
tronové optickych zafizeni podle A0 &. 235.795, které zamezu-
Je vzniku vi¥ivych proudd v megnetickém obvodu &olky. V tomto
systému se ka%Zdd z toroiddlnich vychylovacich civek nahradi
dvojict toroiddlnich civek zaspojenych tak, Ze vnitfni'vychy-
lovaci civky Jsou zapojeny stejn® Jako plvodni jednoduché to-
rolddlni civky a wmé&j3{ kompenzadni civky Jsou zapojeny opal-
n&, vn&j3{i rozméry celého dvojitého systému vinutf{ jsou stej-
né jako u pivodnich jednoduchych vychylovacich civek a zbf-
vajici radidlni rozméry ci{vek se voli tak, aby v mist& mag- .
netického obvodu na Jeho vnit¥nim poloméru se vyruZila pole
vytvé¥end zde obdma vinutfmi. Toto usporddéni Fe3f tedy vznik
vifivych pboudﬁ zejména v megnetickém materidélu horniho polo-
vého nédstavce vdlcového tvaru ve vychylovacim objektivu, tj.
v objektivu s pFfesnym a rychlym vychylovacim systémem. Druhé
spodn{ patro vychylovacfho systému se ale nachdzi zpravidla
v blizkosti spodnfho pélového ndstavce objektivu, ktery mé
tvar desky s kruhovyim otvorem na ose systému e v blizkosti
mezery mezi polovymi ndstavel. VI{F¥ivé proudy, které vznikejf
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- ve spodnim polovém néstavei v pivodnim identickém usporddéni
kompenzovény nejsou, a naopsk v mezede mezi'pélovymi néstavci,
kde se nenachézi megnetické materidly, je vn&j%{ pole p¥ekom-
penzovéno. Zistévajf tedy stéle jedtd magnetickd protipole,
kterd pfi vychylovéni vysokymi frekvencemi zhorXujf frekvend-
ni charakteristiku systému.

Tyto dosavadni nevyhody odstranuje dvojity systém vinutf
vychylovacich o kompenzadnfch civek uspofddany ve dvou patrech
‘a umi{stdny uvniti elektronové Zo¥ky ve sméru ke spodnimu pdlo~
vému nédstavei, JehoZ podstatou je, ¥e spodnf kompenza®ni civky
prednivajl ve sméru ke spodnfmu polovému néstavei alespori o
10 2% 15 % délky spodnich vychylovacich cfvek a jejich ¥{fka
v radidlnim sméru Je alespon o 10 a% 20 % men¥{ ne3 éifka hor-
nich kompenzaénich civek.

Hiavni‘vjhodou tohoto uspordddni Je, Ze se Jen velmi jed-
noduchou konstrukini zm&nou Jediné civky dosdhne vyrazného .
zlepSen{ kompenzace vi¥iv§ch proudd u rychlych vychylovacich
systémd pro primou expozici elektronovym svazkem. P¥ritom se
vychylovaci pole spodnfho vychylovaciho patra zm&ni jen velmi
mélo proti pY¥edchozi situsci, to znemend, Ze se citlivost vy-
chylovactho systému praekticky nezméni, a zistane v platnosti
i Pbstop vyroby, nastaveni a buzenf vychylovacfho systému.

Vyndlez bli¥e objasnt priloZeny wikres, kde Je v Fezu .
schematicky naznalen dvojity systém vinut{ vychylovacich a
kompenzadnich c{ivek.

'Systém Jje umistén uvnitr elektronové &odky 1 s hornim
polovym néstavcem 3,0ddélenym nemagnetickou mezerou 8 od spod-
ntho polového néstavce 7. Horni patro A vychylovaciho systému
sestdvéd z dvojitého systému vinutf, tvo¥eného hornimi vychylo-
vacimi civkemi 1 a hornimi kompenzainimi civkami 2 buzenymi
opainé viéi hornim vychylo#acim.civkém l. Spodni patro'g vy-
chylovactho systému sestdvd rovnd% z dvojitého systému vinuti
‘tvoreného spodnimi vychylovacimi civkami 5 a spodnimi kompen-
zadnimi civkemi 6, které ve sméru ke spodnimu. polovému néstav-
ci 7 prednivaji aieﬁﬁongo ‘0 a% 15 % déIRY"Spodnich vychylo-
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vacich civek 2. &{7ka spodnich kompenza¥nich civek 6 v radidl-
nim sméru je alespon o 10 a% 20 % men3{ neZ 3{fka hornich
kompenza®nich civek 2.

Dvojity systém vinut{ podle vyndlezu pracuje za provozu
takto: Horn{ vychylovac{ civky 1 v hornim patfe A vyvoldvajf
v hornim polovém néstavei 3 rozptylové pole, které se kompen-
zuje hornimi kompenzadnimi civkami 2. Spodni vvchylovaci civ-
ky 5 ve spodnim pat¥e B vyvolévajf rozptvlové pole jak v hor-
nfm pélovém néstavei 3, tak i ve spodnim polovém néstavei i,
v jeho? blizkosti Jsou umistdny. Vzhledem k tomu, Ze spodni{
kxompenza¥ni civky 6 jsou bli¥e spodnimu pblovému ndstavei 7T
a pritom jejf radidlnf 3ifka je men®*{ ne? hornich kompenzad-
nich civek 2, kompenzuji spodni kompenzadni civky 6 rozptylo-
v4 pole v hornim polovém néstavei 3 a soudasng ve spodnim po~
lovém néstavei 7. Pribéh vychvlovaciho pole na ose elektronové
Zolky 4 se prakticky nezméni.

Toto uspoiddédni dvojitych vychylovacich civek je urdéeno
pro rastrovaci elektronovd optické pFistroje, zejména pro
elektronovy litograf.

PREDMET VYNALEZU

Dvojity systém vinuti vychylovacich a kompenzadnich cf-
vek, uspotéddany ve dvou patrech a umistény uvnit¥ elektronové
So&ky ve smdru ke spodnimu polovému néstavei, vyznaéenyvtim,
Ze spo?ni kompenzadni civky (6) prednivajf ve sméru ke spod-
nimu polovému néstavei (7) alespon o 10 a% 15 % délky spod-
nich vychylovacich civek (5) a Jjejich if{fke v radidlnim sm&ru

je alespon o 10 a% 20 % men¥{ ne? ¥{¥ka hornfch kompenza¥nich
- eivek (2).

1 vykres
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